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 放射光 X 線は高輝度かつエネルギー(波⾧)可変、また直線偏光や円偏光など

の偏光特性を利用可能といった特⾧があり、物質・材料解析のプローブとして用

いられている。放射光 X 線によるイメージング手法として、透過型 X 線顕微鏡、

走査型透過 X 線顕微鏡[1]、タイコグラフィー、トモグラフィーなど様々な手法

が確立しており、目的に応じて使い分けられる。放射光のエネルギー可変性によ

って、特定の元素を狙い撃ちしたイメージングや、電子状態の情報を含む X 線

スペクトルの測定が可能である。また偏光性を利用して永久磁石材料の磁区構

造の可視化[2]や、炭素繊維強化プラスチック中の分子配向の解析[3]など実用材

料の研究が行われている。本セミナーでは放射光 X線イメージングの概要と様々

な材料系への適用事例について紹介する。 
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